
JP 2015-159112 A5 2016.11.24

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年11月24日(2016.11.24)

【公開番号】特開2015-159112(P2015-159112A)
【公開日】平成27年9月3日(2015.9.3)
【年通号数】公開・登録公報2015-055
【出願番号】特願2015-33311(P2015-33311)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  37/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/244    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  23/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   37/22     ５０１Ｚ
   Ｈ０１Ｊ   37/28     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｊ   37/244    　　　　
   Ｇ０１Ｎ   23/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月4日(2016.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査透過型荷電粒子顕微鏡内で試料を検査する方法であって：
　前記試料に照射するため、線源から照射体を通るように導かれる荷電粒子のビームを提
供する段階と、
　前記試料を横断する荷電粒子の束を検出する検出器を提供する段階であって、前記検出
器は、複数の検出セグメントを有するように構成される、段階と、
　前記試料の表面にわたって前記ビームを走査させ、走査位置の関数として前記検出器の
出力を記録することで、前記試料の荷電粒子画像を蓄積する段階と、
　前記検出器の異なるセグメントからの信号を結合して、各走査位置での前記検出器から
のベクトル出力を生成するとともに、このデータをまとめることでベクトル場を得る段階
と、
　前記ベクトル場に2次元積分操作を施すことにより、前記ベクトル場を数学的に処理し
、これにより、スカラー場である積分ベクトル場画像を生成する段階と、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記検出器は、四分円を含むように構成され、
　前記ベクトル出力は、四分円の相補的な組の間で差分信号を計算することにより、生成
される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記検出器は、画素のアレイを含む画素化検出器として構成され、
　前記ベクトル出力は、
　　画素値を比較することで前記検出器上の前記束の重心の位置を決定する段階、
　　前記検出器上の前記重心の座標位置を表す段階、



(2) JP 2015-159112 A5 2016.11.24

　を含む処理を用いて生成される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記検出器は、位置感応検出器である、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記積分ベクトル場画像は、フィルタリング、開口角補正、デコンボリューション補正
、及び上記の組み合わせを含む群から選ばれる少なくとも1つの操作を実施することによ
り、後処理される、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記積分ベクトル場画像は、ラプラシアン操作を実施することにより、さらに操作され
る、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記積分ベクトル場画像は、一回微分操作を実施することにより、さらに操作される、
請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ベクトル場（チルダ）Eの数学的処理は、デカルト座標(x,y)で、前記試料上での前
記ビームの走査経路に沿って、次式
【数２７】

で定義される目的関数Ｊの関数最小化を含むフィッティング問題として、ポテンシャルφ
の推定値（ハット）φを見出す段階を有する、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項９】
　前記関数最小化は、ポアソン解法、基底関数の再構成、Lpノルムに基づく目的関数を用
いた残差の最小化、M推定量（エスティメータ）を用いた残差の最小化、異方的重み付け
、拡散テンソルの適用、規則化関数の適用、およびこれらの組み合わせを含む群から選ば
れる少なくとも1つの手法の支援により実現される、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記荷電粒子が電子である、請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　走査透過型の荷電粒子顕微鏡であって：
　試料を保持する試料ホルダと、
　荷電粒子のビームを生成する荷電粒子源と、
　前記試料が照射されるように前記ビームを誘導する照射体と、
　前記照射に応じて前記試料を横断する荷電粒子の束を検出する検出器であって、複数の
検出セグメントを有するように構成された検出器と、
　前記ビームを前記試料の表面に対して走査運動させる走査手段と、
　走査位置の関数として、前記検出器の出力を記録することで、前記試料の荷電粒子画像
を蓄積する制御装置と、
　を有し、
　前記制御装置は、
　　各走査位置で前記検出器からのベクトル出力を生成するように前記検出器の異なるセ
グメントからの信号を結合し、このデータをまとめることでベクトル場を得るとともに、
　　前記ベクトル場に2次元積分操作を施すことにより、前記ベクトル場を数学的に処理
し、これにより、スカラー場である積分ベクトル場画像を生成する、
　という追加の動作を実行するように構成される、走査透過型の荷電粒子顕微鏡。
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